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2 J.Gobrecht Verfahren zum direkten Verbinden eines Nach Anmeldung 
  Körpers mit einem keramischen Substrat in DE nicht weiter- 
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   Europa 
    
4 J. Gobrecht Abschaltbares Leistungshalbleiter Bau- Erteilt in USA u. 
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 J.Voboril stellung  
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 B. Hahn   
 J. Gobrecht   
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 K. Bunk von Metall mit Keramik  
 Thiele   
 G. Wahl   
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11 J. Gobrecht Trockenätzverfahren Erteilt in USA u. 
 M. Rossinelli  Europa 
12 J. Gobrecht Metall-Keramik-Verbundelement und  Angemeldet in 
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19 J.Gobrecht Verfahren zur Herstellung einer Abdeck- Erteilt in USA 
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20 J. Gobrecht Halbleiterbauelement sowie Verfahren zu Angemeldet 
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 J. Voboril   
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 J.Gobrecht   
 H. Grüning   
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the crystallization of an biomolecule thereon and method for stimulation of 
biomolecules Angemeldet 
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